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Urzadzenie do pomiaru odchylek ksztattu powierzchni sferycznych
oraz odchylek promienia w plaszczyznie osiowej,
zwlaszcza biezni w pierscieniach tozyskowych

Przedmiotem wynalazku jest urzadzenie do pomiaru odchytek ksztaltu powierzchni sfery-
cznych oraz odchylek promienia w ptaszczyZnie osiowej, zwlaszcza biezni w pierscieniach tozysko-
wych zewngtrznych, tozysk wahliwych i barytkowych. Urzadzenie moze réwniez znaleZé
zastosowanie do ustawiania obrabiarek realizujagcych obrédbke powierzchni sferycznych, a takze do
okresowej kontroli poprawnosci ich dziatania. Doktadna znajomo$¢ odchytek ksztattu
powierzchni sferycznych w zewngtrznych pierScieniach tozysk wahliwych i barytkowych jest nie-
zbgdna do ustalania luzu montazowego, ktéry ma duzy wplyw na poprawng pracg tozyska i jego
zywotnos¢.

Dotychczas pomiaru odchytek ksztattu powierzchni sferycznych dokonuje si¢ przyrzadem
opracowanym na bazie §rednicéwki czujnikowej, w ktérym szczgka stata i ruchoma bazowane sa
na powierzchni sferycznej przy pomocy dwéch krazk6é6w o okre§lonej Srednicy. Krazki te przemie-
szczaja si¢ po kontrolowanej powierzchni z szybkoécig zmienng uzalezniong od wprawy i do$wiad-
czenia pracowanika, a odchytka odczytywana jest na czujniku zegarowym. Pomiar odchytek tym
przyrzadem obarczony jest duzym bl¢gdem z powodu stosowania czujnikéw mechanicznych i
rgcznego a wigc mato dokladnego prowadzenia koncédwki pomiarowej po kontrolowanej
powierzchni.

Innym rozwigzaniem konstrukcyjnym jest przyrzad, w ktérym na stoliku obrotowym moco-
wany jest przedmiot kontrolowany, natomiast koficéwki pomiarowe zamocowane s3 na sprezy-
nach ptaskich przytwierdzonych do korpusu przyrzadu. Z jedna konncéwka pomiarowa sprz¢zony
jest czujnik zegarowy, natomiast zdruga koncéwka sprz¢zona jest ptytka oporowa czujnika. Obrét
stolika z kontrolowanym przedmiotern dokonywany jest r¢cznie i w tym czasie nast¢puje przemie-
szczanie si¢ kontrolowanej powierzchni wzglgdem statych koncéwek pomiarowych. Pomiar odchy-
fek tym przyrzadem obarczony jest rowniez bigdem, a jego wielko$¢ zalezy od doktadnosci
ustawienia przedmiotu wzglgdem osi obrotu, szybkosci i ciggltosci ruchu obrotowego, doktadnosci
czujnika oraz doktadnosci obrotu stolika obrotowego. ’ B -
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W obu znanych przyrzadach wielko$é odchytki ksztattu powierzchni sferycznych odczyty-
wana jest przez pracownika, co nie daje petnego obrazu jej ksztattu na catej szerokosci pomiarowej.
Ponadto, znanymi urzadzeniami nie mozna dokonaé pomiaru btgdu ksztaltu promienia kuli
powierzchni sferycznej, co jest niezbg¢dne dla wlasciwego okre$lenia jej bledu kulistosci, gdyz w
szczegblnym przypadku mozliwe jest zsumowanie blgdéw promieni i uzyskanie matej odchytki
kulisto$ci przy znacznym big¢dzie ksztattu promieni przeciwlegtych.

Celem wynalazku jest opracowanie urzadzenia do pomiaru odchylek ksztattu powierzchni
sferycznych oraz odchylek promienia, przy jednoczesnym zmechanizowaniu oceny kontrolowa-
nych przedmiotdw i zapisem wynikdw pomiarow.

Cel ten osiagnigto dzigki temu, ze opracowano urzadzenie do pomiaru odchytek ksztattu
powierzchni sterycznych oraz odchylek promienia, w ktérym zespdt czujnikéw pomiarowych
zamocowany jest na belce poprzecznej z ktéra moga si¢ przemieszczaé rdwnolegle do ptaszczyzny
stotu pomiarowego, ktéry utozyskowany jest w korpusie urzadzenia jednym koficem obrotowo, a
drugi jego koniec posiada mozliwo$¢ niewielkiego przesuwu w plaszczyZnie poziomej za pomoca
dzwigni z mimoSrodem. Ponadto w celu pomiaru odchylek ksztattu powierzchni sferycznej i
odchytek promienia, czujniki pomiarowe urzadzenia posiadaja potaczenie z zespotem odczytowym
poprzez przetgczniki. »

Urzadzenie bgdace przedmiotem wynalazku przedstawione jest na rysunku, na ktérym fig. 1
przedstawia schemat uktadu pomiarowego, fig. 2 — widok urzadzenia z przodu, bez oddzielnego
zespotu odczytowego a fig.3 — konstrukcje zespotu umozliwiajaca przesuw zespotu czujnikow
rownolegle do ptaszczyzny stotu.

Urzadzenie skiada si¢ z podstawy 1, w ktorej zamocowane jest wrzeciono 21st6f pomiarowy 3
wsparty na tulei 41 wsporniku §. Na stole pomiarowym 3 znajduje si¢ pryzma 6 z $Sruba ustawczg 71i
sprawdzanym przedmiotem 8. Wrzeciono 2 posiada ramig 9, na ktérym zamocowany jest wspornik
10, a na nim belka poprzeczna 11 czujnikéw pomiarowych 131 13. Belka poprzeczna 11 zamoco-
wana jest na wsporniku 10 przy pomocy prowadnicy tocznej 14 umozliwiajacej jednoczesne,
" réwnolegle przemieszczanie czujnikéw pomiarowych 121 13 do ptaszczyzny stotu 3 za pomoca $rub
regulacyjnych 15. Stél pomiarowy 3 wsparty na wsporniku 5§ posiada mozliwo$¢ niewielkiego
przesuwu w plaszczyZnie poziomej za pomoca dzwigni 16 z mimosrodem. Wahadtowy naped
czujnik6w pomiarowych 12 i 13 dokonywany jest silnikiem 17 poprzez przekladni¢ 18. Ruch
obrotowy wrzeciona 2 potaczony jest z urzadzeniem odczytowym 19 poprzez potencjometr 20 a
czujniki pomiarowe poprzez przetaczniki 21 i 22.

Dzialanie urzadzenia wedtug wynalazku przy pomiarze odchytek ksztattu powierzchni sfery-
cznej jest nizej opisane. Sprawdzany pierScien tozyskowy 8 ustawia si¢ na pryZmie 6 i $rubg
ustawcza 7 doprowadza si¢ go do potozenia $rodkowego. Po dosunigciu koncéwek czujnikow
pomiarowych 12 i 13 do sprawdzanych przeciwlegltych powierzchni sferycznych uruchamia si¢
wrzeciono 2, ktére wykonujac ruchy wahadtowe przemieszcza konicowki czujnikéw pomiarowych
po sprawdzanych powierzchniach. Przemieszczanie koncéwek czujnikéw pomiarowych po spraw-
dzanych powierzchniach powoduje powstanie impulséw elektrycznych, spowodowanych odchyt-
kami ksztattu sprawdzanych powierzchni sferycznych od wzorcowego ksztattu kuli jakim jest obrot
wrzeciona 2 i przekazanie ich do zespotu odczytowego 19. Jednocze$nie obrot wrzeciona 2
powoduje obrét potencjometru 20 sprzegnigtego z uktadem odczytowym 19, dzigki czemu mozliwy
jest odczyt odchytek ksztaltu powierzchni sferycznych w funkcji liniowych przesunieé koficowek
czujnikéw pomiarowych.

W urzadzeniu mozliwy jest odczyt pomiaru odchytki ksztaltu powierzchni sferycznej pocho-
dzacej oddzielnie od czujnika 12 lub 13 przy odpowiednio wiaczonym przetaczniku 21 lub 22, albo
suma odchytek obu czujnikéw przy wlaczonych obu przetacznikach. Wynik pomiaru przedsta-
wiony jest w formie wykresu na ekranie lampy oscyloskopowej przy czym wielkosci odchylen od
linii prostej wykresu sa miarg wielkosci odchylek kulisto$ci kontrolowanej powierzchni.

Natomiast przy pomiarze odchylek promienia postgpowanie jest nastgpujace: pryzme 3 z
sprawdzanym pierScieniem 8 przesuwa si¢ z potozenia Srodkowego o warto$¢ L wyrazong wzorem:

_ Db
2

L - Rb
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gdzie: Db — §rednica biezni pierScienia, Rb — promien biezni pierscienia.

Do zgrubnego ustawienia tej wartosci stuzy podziatka na powierzchni czotowej stotu pomiaro-
wego 3, a doktadnej regulacji zawieszenia promienia dokonuje si¢ przy pomocy $rub regulacyjnych
7 1 15. Po przesunigciu pryzmy 3 o warto$¢ ,,L*, czujnikiem 11 lub 12 dosuwa sie jego koricéwke
pomiarowa do styku z powierzchnig kontrolowang, uruchamia wahanie wrzeciona 2 i dokonuje
pomiaru ksztattu tuku promienia. Wynik pomiaru przedstawiany jest w formie wykresu na ekranie
lampy oscyloskopowej, przy czym wielko$¢ odchylen od linii prostej wykresu jest miarg odchylek
promienia powierzchni kulistej. Tak opracowane urzadzenie pozwala na doktadng oceng
powierzchni sferycznej przy jednoczesnym poznaniu charakteru ciggtodci kuli i promienia.

Zastrzezenia patentowe

1. Urzadzenie do pomiaru odchylek ksztattu powierzchni sferycznych oraz odchylek promie-
nia w plaszczyZnie osiowej, zwlaszcza biezni w pierscieniachtozyskowych, znamienne tym, ze zesp6t
czujnikéw pomiarowych (12) i (13) zamocowany jest na belce poprzecznej (11), ktéra otrzymuje
ruchy wahadlowe w plaszczyznie poziomej od wrzeciona (2) za posrednictwem ramienia (9) i
wspornika (10) oraz posiada st6t pomiarowy (3) utozyskowany w jednym koncu obrotowo, a drugi
jego koniec ma mozliwo$¢ przesuwu w plaszczyznie poziomej za pomoca dZwigni (16) z
mimosrodem.

2. Urzadzenie wedtug zastrz. 1, znamienne tym, ze zesp6t czyjnikow pomiarowych (12)i (13)
posiada mozliwo$¢ jednoczesnego przemieszczania si¢ rownolegle do ptaszczyzny stotu pomiaro-
wego (3) po prowadnicy (14).

3. Urzadzenie wedtug zastrz. 1 albo 2, znamienne tym, Zze czujniki pomiarowe (12) i (13)
posiadaja polaczenie z zespolem odczytowym (19) poprzez przetaczniki (21)i(22).
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